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48 
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4 

 
 Obrigatória 
 Optativa 
 Eletiva 

 
Ementa:  
 
A disciplina trata de processos de modificação de superfícies e de suas aplicações, 
relacionando seus avanços tecnológicos obtidos no processamento. Aborda o estado da 
arte na área de nanotecnologia aplicada aos setores nano e microeletrônica, espacial, 
automobilística, saúde. São abordados aspectos com relação aos processos de 
deposição, corrosão e funcionalização de materiais. As principais técnicas de 
caracterização de superfícies também são abordadas. 
Conteúdo Programático:  

1. Propriedades superficiais dos materiais. 
2. Processos de nucleação e crescimento de filmes finos. 
3. Fundamentos sobre ciência e tecnologia de plasma. 
4. Processos de deposição: PVD, PECVD, ALD, Ion-Beam. 
5. Processos termoquímicos: nitretação e carbonitretação a plasma. 
6. Pulverização catódica. 
7. Processos de corrosão de filmes finos: Reactive Ion Etching. 
8. Funcionalização de superfície por tecnologia de plasma. 
9. Caracterização e análise de superfícies: rugosidade, adesão, ângulo de contato, 

energia de superfície. 
 

Critério de Avaliação:  
Segundo Regulamento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu, Art. 98, “Será considerado 
aprovado o aluno que obtiver, em cada disciplina obrigatória, optativa e nas atividades 
programadas o conceito final “A”, “B” ou “C”, conforme relação de conceitos a seguir: 

I - A – excelente: corresponde às notas no intervalo entre os graus 9 e 10;  
II - B – bom: corresponde às notas no intervalo entre os graus 8 e 8,9;  
III - C – regular: corresponde às notas no intervalo entre os graus 7 e 7,9;  
IV - R – reprovado: corresponde às notas no intervalo entre os graus 0 e 6,9” 
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